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大口径非球面系统的共基准加工与检验
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摘要：针对大口径离轴非球面系统加工与装调的难点，提出了非球面光学系统共基准加工与检测 的 方 法，对 该 方 法 的 基

本原理和实现过程进行了分析和研究。当光学系统的主镜和第三镜面形的ＲＭＳ值优于λ／１０（λ＝６３２．８ｎｍ）时，对主镜

和第三镜进行共基准装调和测试，并进行 背 板 一 体 化 装 嵌，然 后 利 用 离 子 束 对 其 进 行 一 体 化 共 基 准 加 工。结 合 工 程 实

例，对一大口径非球面系统口径为７２４ｍｍ×２４７ｍｍ的非球面主镜和口径为６３２ｍｍ×２０５ｍｍ的第三镜进行了共基准

加工与检测，最终利用离子束共基准一体化精抛光得到主镜和第三镜面形的ＲＭＳ值分别为０．０１９λ和０．０１７λ，满足光学

成像。
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１　引　言

　　在光学系统中，使用非球面可以矫正像差，改
善像质，大幅提高光学系统的性能；同时可以简化

系统，减轻系统的重量，降低系统的复杂程度，因

此，非球面元件越来越多地被用于深空探测、光电

跟踪、天文观测等诸多光电设备中［１－６］。尤其在空

间 光 学 领 域，由 于 离 轴 三 反 消 像 散 非 球 面 系 统

（Ｔｈｒｅｅ　Ｍｉｒｒｏｒ　Ａｓｔｉｇｍａｔｉｓｍ，ＴＭＡ）具有组较少、
长焦距、大视场、宽波段、调制传递函数高、抑制杂

光能力强等优异特性，大口径非球面元件在空间

遥感中得到了广泛的应用［７－１３］。
离轴三反非球面系统一般先进行单个镜体的

加工与检测，待所有组件满足设计要求时方可进

行整个系统的装调与检验。每个单镜个体有各自

的几何量加工误差，包含顶点曲率半径误差、离轴

量误差和镜体左右位置偏差等，在进行系统装调

时需要对组件支撑背板和框架机构进行反复修正

及多次迭代收敛，才能完成整个系统的装调，装调

过程繁杂，而且主镜和第三镜的加工误差时常不

匹配，整 个 光 学 系 统 很 难 达 到 很 好 的 成 像 效

果［１４－１５］。
本文提出了一种将离轴三反系统主镜和第三

镜进行共基准加工和检测的方法，即在最后抛光

阶段对主镜和第三镜进行背板一体化装调，采用

同光轴共基准光学检测，并对主镜和第三镜进行

共基准一体化离子束精抛光，最终使得主镜和第

三镜面形误差满足设计要求。

２　基本原理

　　离轴三反非球面系统光路如图１所示，即入

射光线经过离轴非球面主镜后进行第一次反射，
反射光束入射到次镜（一般为同轴非球面）后进行

第二次反射，第二次反射后的光束入射到离轴第

三镜进行第三次反射，反射后的光束经平面调焦

镜转折后入射到ＣＣＤ焦面上成像。在该系统中，
主镜和第三镜均为离轴非球面，次镜一般为回转

对称的同轴非球面镜，光轴位于次镜的几何中心，
主镜和第三镜的光轴是统一的。

为了使主镜和第三镜的加工误差配合得足够

好，确保主镜与第三镜的位置相对于光轴保持一

图１　离轴三反非球面光学系统光路图

Ｆｉｇ．１　Ｏｐｔｉｃａｌ　ｐａｔｈ　ｏｆ　ＴＭＡ　ｓｙｓｔｅｍ

致，减少后续整个光学系统的装调工作量，本文对

主镜和第三镜进行了背板一体化设计，并进行共

基准检测与加工，其基本原理如图２所示，具体实

现流程如图３所示。

图２　主镜和第三镜共基准检测原理及示意图

Ｆｉｇ．２　Ｓｋｅｔｃｈ　ａｎｄ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｏｆ　ｔｅｓｔｉｎｇ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｍｉｒｒｏｒ

ａｎｄ　ｔｅｒｔｉａｒｙ　ｍｉｒｒｏｒ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｆｅｒ－
ｅｎｃｅ

首先对光学系统的主镜和第三镜进 行 铣 磨、
研磨和粗抛光加工，当主镜和第三镜全口径面形

的ＰＶ值优于２μｍ时，对它们进行零位补偿干涉

测 量，根 据 检 测 结 果 利 用 计 算 机 光 学 表 面 成 形

（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｕｒｆａｃｉｎｇ，ＣＣＯＳ）
技术对非球面进行多次加工，直至主镜和第三镜

面形的ＲＭＳ值都优于λ／１０，检测过程中利用 莱

卡经纬仪进行精确测量和控制，修研使主镜和第

三镜补偿器的中心在一条直线上，即主镜和第三

镜共光轴；其次，将主镜固定在背板上（背板主镜

和第三镜一体化公用），利用激光跟踪仪精确控制

并调整干涉仪、主镜补偿器和主反射镜之间的相

对位置关系，利用零位补偿光学检测对主镜进行

干涉测量，并确定主镜补偿器的位置；固定主反射

镜、干涉仪以及主镜和第三镜补偿器调整机构，移
去主镜补偿器，在光路中安装第三镜补偿器，通过

４４７ 　　　　　光学　精密工程　　　　　 第２６卷　



精确修正第三镜支撑面和一体化背板上第三镜的

连接面，使得第三镜较好地完成零位补偿光学检

验。非球面主镜和第三镜在加工过程中采用共基

准检测方法，确保主镜与第三镜的位置相对于光

轴保持一致，从而确保加工完成后主镜和第三镜

在系统中的位置，系统装调时只剩下次镜这一个

环节，大大提高了装调的精度和效率。

图３　共基准加工检测流程图

Ｆｉｇ．３　Ｆｌｏｗ　ｃｈａｒｔ　ｏｆ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｅｓｔ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ

ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

共基准检测后的主镜和第三镜要进行背板一

体化固定和装嵌，然后进行共基准一体化离子束

精抛光加 工。离 子 束 抛 光 技 术（Ｉｏｎ　Ｂｅａｍ　Ｆｉｇｕ－
ｒｉｎｇ，ＩＢＦ）是一种高精度的确定性加工技术，利用

该技术加工非球面的原理如图４所示。该技术在

真空状态下用离子束对光学表面特定区域进行轰

击，通过离子束与光学元件表面材料的物理溅射

作用来实现对非球面表面材料的分子级去除，经

过精确控制离子束的能量密度和加工驻留时间，

实现超高精度的非球面光学表面面形加 工［１６－１８］。

离子束抛光机的基本原理属于子孔径加工技术，

其基本控制算法与ＣＣＯＳ类似，该技术根据定量

的面形测量结果，即主镜和第三镜的共基准检测

结果，由计算机控制离子束，按照一定的加工轨迹

对主镜和第三镜进行一体化共基准加工，经多次

共基准检测和加工迭代直到主镜和第三镜面形的

ＲＭＳ值优于λ／５０，从而完成加工。

图４　非球面离子束加工原理图

Ｆｉｇ．４　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｏｆ　ａｓｐｈｅｒｅ　ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ｂｙ　ＩＢＦ

离子束共 基 准 加 工 示 意 图 如 图５所 示。首

先，根据共基准干涉测定的主镜和第三镜的面形

分布综合分析选择合适口径的离子束源，规划合

理的加工轨迹并计算驻留时间。然后，利用离子

束在同一加工周期内依次对主镜和第三镜进行精

密抛光，对一体化共基准加工后的主镜和第三镜

进行共基准检测，经过多轮共基准检测与加工，直
至主镜和第三镜面形误差满足精度要求。在加工

过程中，离子束的去除函数非常稳定，无需修正去

除函数，可以实现对镜面分子级的精确去除，且加

工应力很小，基本不会引起主镜和第三镜一体化

位置的变化。

图５　离子束共基准加工轨迹示意图
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３　实验加工与检测

　　结合工程实践，这里对一大口径离轴三反非

球面系统进行了共基准加工与检测。该系统的主

镜为７２４ｍｍ×２４７ｍｍ的圆角矩形，它为高次离

轴双曲面，第三镜为６３２ｍｍ×２０５ｍｍ的圆角矩

形，离轴量为２２１．３５ｍｍ。首先运用ＣＣＯＳ技术

在实验室 自 行 研 制 的 非 球 面 数 控 光 学 加 工 中 心

ＦＳＧＪ－２上对光学 系 统 的 主 镜 和 第 三 镜 进 行 小 磨

头研磨和粗抛光加工，加工设备如图６所示。

图６　ＦＳＧＪ－２非 球 面 数 控 加 工 中 心 上 第 三 反 射 镜 装

置的加工

Ｆｉｇ．６　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｍａｃｈｉｎｅ（ＦＳＧＪ－２）ｆｏｒ

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ｔｅｒｔｉａｒｙ　ｍｉｒｒｏｒ

ＦＳＧＪ－２非 球 面 数 控 加 工 中 心 是 一 台 基 于

ＣＣＯＳ，集研磨、抛光以及研磨阶段的在线轮廓检

测于一体的６轴联动非球面自动数控机床，其加

工非球面的 最 大 尺 寸 为１　０００ｍｍ。ＣＣＯＳ技 术

根据定量的面形测量结果，在加工过程控制模型

的基础上，用计算机控制尺寸相对较小的磨头对

光学非球面进行研磨或抛光，通过控制磨头在工

件表面的驻留时间及磨头与工件间的相对压力来

控制材料的去除量，按照一定的加工轨迹对光学

表面进行数控加工，经多次迭代直到满足精度要

求［１９－２１］。期间利用轮廓仪或三坐标测量仪对其面

形进 行 精 确 测 量，根 据 设 计 要 求，当 全 口 径 面 形

ＰＶ值优于２μｍ时，对其进行干涉 补 偿 测 量，依

据测定结 果 利 用 ＣＣＯＳ技 术 对 非 球 面 进 行 多 次

加工，直 至 主 镜 和 第 三 镜 面 形 的ＲＭＳ值 都 优 于

λ／１０。然后对其进行共基准装调 和 检 测，主 镜 和

第三镜共基准检测光路及设备如图７所示，共基

准装调完毕零位补偿测量得到主镜和第三镜的面

形分布和干涉图，分别如图８和图９所示，其面形

的ＲＭＳ值分别为０．０７０λ和０．０６３λ，满足共基准

检测和加工的要求。

图７　主镜和第三镜共基准检测设备

Ｆｉｇ．７　Ｓｅｔｕｐ　ｆｏｒ　ｔｅｓｔｉｎｇ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｍｉｒｒｏｒ　ａｎｄ　ｔｅｒｔｉａｒｙ
ｍｉｒｒｏｒ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｃｏｍｍｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

图８　离子束抛光前主反射镜的面形测量结果

Ｆｉｇ．８　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｍｉｒｒｏｒ　ｂｅｆｏｒｅ　ＩＢＦ

图９　离子束抛光前第三反射镜的面形测量结果

Ｆｉｇ．９　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ｔｅｒｔｉａｒｙ　ｍｉｒｒｏｒ　ｂｅｆｏｒｅ　ＩＢＦ

将主镜和第三镜一体化装嵌后，利用 离 子 束

对其进行两个周期的超精抛光加工，得到最终的

图１０　主反射镜最终面形测量结果

Ｆｉｇ．１０　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｍｉｒｒｏｒ　ａｆｔｅｒ　ＩＢＦ
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图１１　第三反射镜最终面形测量结果

Ｆｉｇ．１１　Ｔｅｓｔｉｎｇ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ　ｐｒｉｍａｒｙ　ｔｅｒｔｉａｒｙ　ａｆｔｅｒ　ＩＢＦ

主镜和第三镜的面形检测结果分别如图１０和图

１１所 示，其 中 主 镜 面 形 的ＲＭＳ值 为０．０１９λ，第

三镜面形的ＲＭＳ值为０．０１７λ，面形误差ＲＭＳ值

均优于λ／５０，满足设计要求。

４　结　论

　　为了克服大口径非球面光学系统加工与测试

的难题，本文提出了离轴非球面系统共基准加工

与检测的方法，对该方法的基本原理进行了分析

和研究，并对其具体的实现步骤进行了规划。结

合工程实践，首先利用实验室自行研制的非球面

数控光学加工中心ＦＳＧＪ－２对一大口径离轴非球

面系统的主 镜 和 第 三 镜 进 行 了ＣＣＯＳ研 磨 和 粗

抛光，当 其 面 形 的 ＲＭＳ值 都 优 于λ／１０时，对 主

镜和第三镜进行共基准装调和测量，并进行背板

一体化装嵌，然后利用离子束进行一体化共基准

超精加工，最 终 得 到 主 镜 和 第 三 镜 面 形 的 ＲＭＳ

值均优于λ／５０。该 方 法 保 证 了 反 射 镜 加 工 检 验

过程与相机装调过程的基准共享，极大地缩短了

光学系统的后续装调时间，提高了装调的精度及

效率，且利用离子束进行一体化精抛光，去除函数

稳定、确定性高、加工应力很小。
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［Ｊ］．光学 精密工程，２０１０，１８（１２）：２５５７－２５６３．

ＺＨＡＮＧ　Ｆ．Ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｅｓｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐｒｅｃｉｓｅ　ｏｆｆ－
ａｘｉｓ　ｃｏｎｖｅｘ　ａｓｐｈｅｒｉｃ　ｍｉｒｒｏｒ［Ｊ］．Ｏｐｔ．Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ

Ｅｎｇ．，２０１０，１８（１２）：２５５７－２５６３．（ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ）

［２０］　ＺＨＡＮＧ　Ｘ　Ｊ，ＺＨＡＮＧ　ＺＨ　Ｙ，ＬＩ　Ｚ　Ｌ．Ｍａｎｕｆａｃ－
ｔｕｒｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｅｓｔｉｎｇ　ｏｆ　１－ｍ　ｃｌａｓｓ　ＳｉＣ　ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ　ｍｉｒ－
ｒｏｒ［Ｊ］．ＳＰＩＥ，２００７，６７２１：６７２１０９．

［２１］　ＪＯＮＥＳ　Ｒ　Ａ．Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｍｏｏｔｈｉｎｇ
ｄｕｒｉｎｇ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ［Ｊ］．

Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｏｐｔｉｃｓ，１９９５，３４（７）：１１６２－１１６９．
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